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요약

본 발명은 유기 전계 발광 표시소자의 제작 후 소자의 안정화를 위해 필수적인 소자의 에이징 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 상기 목적은 유기 전계 발광 소자의 전기적 처리를 위하여 상기 유기 전계 발광 소자에 인가되는 펄스파를 

생성하는 부분인 펄스 파워 공급부; 유기 전계 발광 소자의 열 처리를 위한 열 처리 챔버; 상기 열 처리와 전기적 처리

를 상호 연동시키기 위한 처리 장치로 프로그램된 온도 변화에 따라 특정 온도에서 상기 펄스 파워 공급부의 on/off를

통제하는 역할을 하는 콘트롤러; 및 상기 열 처리 챔버내에 위치하며 상기 유기 전계 발광 소자로 공급되는 파워가 입

력되는 단자로 이루어진 파워 입력부를 포함하여 이루어진 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 시스템에 

의해 달성된다.

따라서, 본 발명의 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 시스템은 소자에 가해지는 데미지를 최소화하며 

동시에 드라이빙 IC 모듈 구동에 가장 근접한 조건을 형성하기 위하여 펄스파를 사용하여 에이징을 하고 패드 그룹핑

을 적용하여 드라이빙 IC를 장착하지 않고도 에이징을 적용 할 수 있어 양산적용이 수월하며, 실제 구동과 비슷한 조

건의 펄스 조건에서 소자를 에이징함으로써 실제 모듈 구동을 통한 에이징 효과를 재현할 수 있는 장점이 있다.

대표도

도 2

색인어

OLED, Aging, Thermal treatment, Pulse power, Full color

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시소자를 설명하기 위한 개략도이다.
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도 2는 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자의 에이징 시스템의 블럭도이다.

도 3은 본 발명에 따른 구동모듈없이 구동조건을 형성하는 개략도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 참조번호의 설명 >

11: 투명기판 12: 투명 전도 전극층

13: 격벽 14: 정공 주입층

15: 정공 수입층 16: 유기 전계 발광층

17: 전자 수송층 18: 음극층

21: Scan Pad 부 22: Pad Groups

23: Data Pad 부 24: Probe Pin Contact Point

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계 발광 표시소자용 에이징 장비에 관한 것으로, 보다 자세하게는 유기 전계 발광 표시소자의 제작 

후 소자의 안정화를 위해 필수적인 소자의 에이징 시스템에 관한 것이다.

정보통신기술의 발달로, 다양화된 정보화 사회의 요구에 따라, 전자 디스플레이의 수요가 증가되고 있고, 요구되는 

디스플레이 또한 다양해지고 있다. 이와 같이 다양화된 정보화 사회의 요구를 만족시키기 위하여, 전자 디스플레이 

소자는 고정세화, 대형화, 저가격화, 고성능화, 박형화, 소형화 등의 특성을 가질 것이 요구되고 있으며, 이를 위해, 기

존의 음극선관(Cathode Ray Tube: CRT) 이외에 새로운 평판 디스플레이(Flat Panel Display: FPD) 소자가 개발되

고 있다.

이러한 평판 디스플레이 중의 하나가 전계 발광 디스플레이(Electro luminescent Display:ELD)이다. ELD는 발광층

으로 사용하는 물질의 종류에 따라, 유기 전계 발광 표시소자(Organic Electro Luminescent Display:OELD)와 무기 

전계 발광 표시 소자(Inorganic Electro Luminescent Display:IELD)로 분류된다.

IELD는 높은 전기장에 의하여 가속된 전자의 충돌을 이용하여 발광하는 소자로서, 박막의 두께와 구동방식에 따라, 

교류박막 전계 발광 표시소자, 교류후막 전계 발광 표시소자 및 직류후막 전계 발광 표시소자 등으로 분류된다.

그리고, OELD는 전류의 흐름에 의해 발광하는 소자로서, 발광층인 유기물질의 구분에 따라, 저분자 유기 전계 발광 

표시소자와 고분자 유기 전계 발광 표시소자로 분류된다.

도 1은 종래의 OELD를 설명하기 위한 개략도이다.

도 1을 참조하면, OELD는 투명기판(11) 상에 투명 양극층(anode layer, 12)을 배선으로 형성하고, 음극선 패터닝을 

위해 negative type의 유기 감광막을 이용하여 역 프로파일의 음극선간의 격벽(13)을 형성한다. 그 후에 정공 주입층

(hole injection layer, 14), 정공 수송층(hole transport layer, 15), 유기 전계 발광층(organic emitting layer, 16), 

전자 수송층(electron transport layer, 17) 및 음극층(cathode layer, 18)을 순차적으로 적층을 실시하게 되는데 이 

때 미리 형성된 격벽에 의해 음극선과 음극선 사이는 단락된 구조를 갖으며, 양극선과 음극선을 통해 선택적으로 인

가된 전류의 흐름이 유기 전계 발광층(16)을 발광 시키는 원리이다.

이 때 정공 주입층(14), 정공 수송층(15) 및 전자 수송층(17)은 OELD의 발광 효율을 증가시키는 보조적 기능을 한다.
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이러한 소자를 제작하여 제품으로 출시할 시 소자의 안정성 확보는 소자 제작의 마지막 단계이면서 그 중요성이 매우

크다. 그렇지만, 유기 발광 소자의 경우 소자를 제작하여 장시간 발광시키게 되면 결함 발생과 소자 특성의 변화 등 

소자가 불안정한 단점이 있다.

이와 같은 소자 특성 변화와 결함의 생성을 억제하기 위해 에이징 공정이 필수적이며 에이징 공정을 통해 소자의 특

성을 일정 수준에서 안정화 시키면서 결함의 추가 생성을 억제하는 것이 가장 중요하다.

유기 발광 소자의 안정화를 위해 종래 기술은 패널부와 구동모듈을 접합하여 실제 구동 조건에서 구동하는 에이징 방

식을 사용하였다.

그러나 이 경우 에이징 공정 중 불량이 발생하면 패널뿐 아니라 구동모듈까지 불량으로 되어 그 비용이 매우 크게 소

요되며 동시에 그 공정이 매우 복잡해 진다는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 유기 전계 발광 소자의 제조 후 전기적 

처리 및 열처리를 실시하여 소자의 특성을 일정 수준에서 안정화 시키면서 에이징 공정 이후에는 결함의 추가 생성을

억제하기 위하여 소자를 파괴하지 않는 수준에서 전계를 인계하기 위해서 펄스파를 인가하는 에이징 시스템을 제공

함에 본 발명의 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 상기 목적은 유기 전계 발광 소자의 전기적 처리를 위하여 상기 유기 전계 발광 소자에 인가되는 펄스파를 

생성하는 부분인 펄스 파워 공급부; 유기 전계 발광 소자의 열 처리를 위한 열 처리 챔버; 상기 열 처리와 전기적 처리

를 상호 연동시키기 위한 처리 장치로 프로그램된 온도 변화에 따라 특정 온도에서 상기 펄스 파워 공급부의 on/off를

통제하는 역할을 하는 콘트롤러; 및 상기 열 처리 챔버내에 위치하며 상기 유기 전계 발광 소자로 공급되는 파워가 입

력되는 단자로 이루어진 파워 입력부를 포함하여 이루어진 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자 의 에이징 장치에 

의해 달성된다.

본 발명의 또 다른 목적은 유기 전계 발광 소자를 열처리 챔버내의 지그에 장착하는 단계; 펄스 파워 공급부에서 순방

향 전압(Forward voltage), 역방향 전압(Reverse voltage), 진동수(Frequency) 및 듀티(duty)비 등 네가지 요소를 

변화시켜 펄스파를 생성하는 단계; 및 콘트롤러에서 상기 열처리 챔버의 온도와 상기 펄스 파워 공급부에서 생성된 

펄스파를 제어하는 단계를 포함하여 이루어진 유기 전계 발광 소자의 에이징 방법에 의해 달성된다.

본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 바람직한 실시예를 도시

하고 있는 도면을 참조한 이하 상세한 설명에 의해 보다 명확하게 이해될 것이다.

유기 전계 발광 소자 제작 후 소자의 특성을 안정화 시키기 위하여 전기적 처리 및 열 처리를 동시에 적용하여 주는 

것이 필요하며 상기와 같은 전기적 처리 및 열 처리를 동시에 하기 위하여 도 2와 같은 시스템을 제안한다.

도 2는 본 발명에 따른 유기 전계 발광 소자의 에이징 시스템의 블럭도이다.

에이징 시스템은 펄스 파워 공급부, 열 처리 챔버, 콘트롤러 및 파워 입력부 네 부분으로 구성된다.

상기 파워 입력부는 소자로 공급되는 파워가 입력되는 단자로 애노드(anode)와 캐소드(cathode)의 패드들을 각각 통

전 시키기 위해 패드의 외곽에 금속층을 증착(Evaporation) 방식으로 성막시켜 파워 공급을 위한 패드 그룹을 형성하

여 구현한다.

상기 파워 입력부는 소자의 고정 및 파워의 접촉을 원활히 하기 위한 지그를 포함한다.

상기 펄스 파워 공급부는 유기 전계 발광 소자에 인가되는 펄스파를 생성하는 부분으로 순방향 전압(Forward voltag

e), 역방향 전압(Reverse voltage), 진동수(Frequency) 및 듀티비(forward bias 와 reverse bias의 인가비) 등 네가

지 요소를 변화시켜 펄스파를 조절한다.

상기 순방향 전압과 역방향 전압의 전압 범위는 ±20V, 상기 진동수 범위는 0 ~ 200Hz, 상기 듀티비 범위(Duty ran

ge)는 0 ~ 100%이다.
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드라이빙 IC를 사용한 모듈 구동의 조건보다 전압을 2~3V 높게 적용한다.

상기 열 처리 챔버(thermal treatment chamber part)는 컨벡션 타입(convection type)의 항온항습장치를 사용하며 

온도 프로파일이 프로그램 가능하여야 한다.

상기 열 처리 챔버의 온도 범위는 0 ~ 100℃이다.

열 처리는 유기 화합물의 변형이 일어나지 않는 범위에서 적정 온도를 설정한다.

상기 콘트롤러(Controller)는 열 처리와 전기적 처리를 상호 연동시키기 위한 처리 장치로 프로그램된 온도 변화에 

따라 특정 온도에서 펄스 파워 공급부의 on/off를 통제하는 역할을 한다.

유기 전계 발광 소자의 에이징 방법은 유기 전계 발광 소자를 열처리 챔버내의 지그에 장착하는 단계; 펄스 파워 공급

부에서 순방향 전압(Forward voltage), 역방향 전압(Reverse voltage), 진동수(Frequency) 및 듀티비 등 네가지 요

소를 변화시켜 펄스파를 생성하는 단계; 및 콘트롤러에서 상기 열처리 챔버의 온도와 상기 펄스 파워 공급부에서 생

성된 펄스파를 제어하는 단계로 실시한다.

도 3은 본 발명에 따른 구동조건을 형성하는 개략도이다.

도면에 도시된 바와 같이 유기 전계 발광 소자, 상기 유기 전계 발광 소자의 일측에 마련되어 있는 스캔 패드부(21), 

상기 유기 전계 발광 소자의 타측에 마련되어 있는 데이터 패드부(23), 상기 스캔 패드부 및 데이터 패드부의 타측면

에 위치해 있으며 스캔 패드부 및 데이터 패드부의 선들을 각각 그룹화하는 패드 그룹부(22) 및 상기 패드 그룹부 내

부에 있는 다수의 프로브 핀 콘텍트 포인트로 구성되어져 있다.

유기 전계 발광 소자의 에이징 공정에 있어서 구동모듈의 연결 없이 패널을 구동하기위해 패드 그룹핑(pad grouping

)을 적용함과 패널에 정전압 방식의 펄스 전원을 인가 해줌으로써 모듈 구동과 같은 구동 조건을 형성하는 것을 기본

으로 한다.

유기 전계 발광 표시장치를 에이징하는 방법은 우선 유기 전계 발광 소자를 제작하는 단계, 상기 유기 전계 발광 소자

의 일측에 스캔 패드부를 배치하는 단계, 상기 유기 전계 발광 소자의 타측에 마련되어 스캔 패드부와는 직교를 이루

도록 데이터 패드부를 배치하는 단계, 상기 스캔 패드부와 데이터 패드부에 ITO(Indium Tin Oxide)의 연장선을 디자

인하는 단계, 상기 디자인된 선들을 그룹화하는 단계, 상기 그룹화된 선들위에 제 2 보조전극을 형성하는 단계 및 펄

스 파워 공급부에서 생성된 펄스파를 콘트롤러를 통하여 프로브 핀을 사용하여 패널에 인가하는 단계로 구성되어져 

있다.

스캔 패드부에 애노드전극을 연결시켜주고 데이터 패드부에 캐소드전극을 연결시켜 주어 콘트롤러에서 인가되는 전

원을 패널에 인가한다. 이를 위해서 간단히 패드의 ITO의 연장선을 디자인한 후 이들을 그룹화하고 그 위에 2차 보조

전극을 형성하여 준다. 콘트롤러에서 인가되는 정전압 방식의 펄스전원을 프로브 핀을 사용하여 패널에 인가한다.

상세히 설명된 본 발명에 의하여 본 발명의 특징부를 포함하는 변화들 및 변형들이 당해 기술 분야에서 숙련된 보통

의 사람들에게 명백히 쉬워질 것임이 자명하다. 본 발명의 그러한 변형들의 범위는 본 발명의 특징부를 포함하는 당해

기술 분야에 숙련된 통상의 지식을 가진 자들의 범위 내에 있으며, 그러한 변형들은 본 발명의 청구항의 범위 내에 있

는 것으로 간주된다.

발명의 효과

따라서, 본 발명의 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 시스템은 소자에 가해지는 데미지를 최소화하며 

동시에 드라이빙 IC 모듈 구동에 가장 근접한 조건을 형성하기 위하여 펄스파를 사용하여 에이징을 하고 패드 그룹핑

을 적용하여 드라이빙 IC를 장착하지 않고도 에이징을 적용 할 수 있어 양산적용이 수월하며, 실제 구동과 비슷한 조

건의 펄스 조건에서 소자를 에이징함으로써 실제 모듈 구동을 통한 에이징 효과를 재현할 수 있는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
유기 전계 발광 소자의 에이징 장치에 있어서,
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유기 전계 발광 소자의 전기적 처리를 위하여 상기 유기 전계 발광 소자에 인가되는 펄스파를 생성하는 펄스 파워 공

급부;

상기 유기 전계 발광 소자의 열 처리를 위한 열 처리 챔버;

상기 열 처리와 전기적 처리를 상호 연동시키기 위한 처리 장치로 프로그램된 온도 변화에 따라 특정 온도에서 상기 

펄스 파워 공급부의 on/off를 통제하는 콘트롤러; 및

상기 열 처리 챔버내에 위치하며 상기 유기 전계 발광 소자로 공급되는 파워가 입력되는 단자로 이루어진 파워 입력

부

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 파워 입력부는 소자의 고정 및 파워의 접촉을 원활히 하기 위한 지그를 포함하는 것을 특징으로 하는 펄스파를 

사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 파워 공급부는 애노드와 캐소드의 패드들을 각각 통전시키기 위하여 상기 패드의 외곽에 금속층을 증착 방식으

로 성막시켜 파워 공급을 위한 패드 그룹을 형성하는 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에

이징 장치.

청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 펄스 파워 공급부는 순방향 전압(Forward voltage), 역방향 전압(Reverse voltage), 진동수(Frequency) 및 듀

티(duty)비를 변화시켜 펄스파를 조절하는 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 5.
제 4항에 있어서,

상기 상기 순방향 전압과 역방향 전압의 전압 범위는 -20V에서 +20V인 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 

전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 6.
제 4항에 있어서,

상기 진동수 범위는 0 ~ 200Hz인 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 7.
제 4항에 있어서,

상기 듀티비 범위(Duty range)는 0 ~ 100%인 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 

장치.

청구항 8.
제 1항에 있어서,

상기 열 처리 챔버는 컨벡션 타입(convection type)의 항온항습장치를 사용한 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 

유기 전계 발광 소자의 에이징 장치.

청구항 9.
제 1항에 있어서,
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상기 열 처리 챔버는 0~100℃의 온도 범위인 것을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 장

치.

청구항 10.
유기 전계 발광 소자의 에이징 방법에 있어서,

유기 전계 발광 소자를 열처리 챔버내의 지그에 장착하는 단계;

펄스 파워 공급부에서 순방향 전압(Forward voltage), 역방향 전압(Reverse voltage), 진동수(Frequency) 및 듀티(

Duty)비를 변화시켜 펄스파를 생성하는 단계; 및

콘트롤러에서 상기 열처리 챔버의 온도와 상기 펄스 파워 공급부에서 생성된 펄스파를 제어하는 단계

를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 펄스파를 사용한 유기 전계 발광 소자의 에이징 방법.

도면

도면1
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